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1.1.μμ--PICPICによるによるXX線偏光測定の原理

400μm

100μm

μ-PICの概念図

長期長期(1000h(1000h以上以上))安定動作安定動作

ガスゲインの向上ガスゲインの向上

線偏光測定の原理
μμ--PICPICの原理の原理

Micro Pixel Micro Pixel Chamber(Chamber(μμ--PIC)PIC)
ワイアレスガス検出器ワイアレスガス検出器

22次元イメージング次元イメージング

400400μμm m ピッチピッチ

10×10cm2

μ-PICの写真



3ストリップ
ヒット

光電子

偏光検出の原理偏光検出の原理

電子の飛跡を利用電子の飛跡を利用

現在の現在のμμ--PICPICはストリップ読み出しはストリップ読み出し

2ストリップ
ヒット

400μm

偏光検出の概念図

光電効果における
K殻光電子の放出方向

アノード、カソードのヒット本数を利用して偏光を測定アノード、カソードのヒット本数を利用して偏光を測定

偏光度のガス（偏光度のガス（NeNe、、ArAr）及びエネルギー依存性）及びエネルギー依存性



22..μμ--PICPICによるによるXX線偏光測定線偏光測定実験実験
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X線ジェネレータ：20kV
Al 3mm+Cu 50μmでフィルター
アルゴン+エタン(8:2) 1atm
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実験結果実験結果1(1(生データ）生データ）



MF=a・sin{π(x-b)/90o}+c

a=-0.113 ± 0.005
b= 48.2   ± 2.6
c=-0.007 ± 0.006

M
F

角度(degree)

実験結果実験結果22（（MFMF））
X線ジェネレータを回転させてデータを取得
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シミュレーションとの比較シミュレーションとの比較
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a
bMF =

45度方向に100%偏光のX線

12keVのX線
K殻電子

Ar中

33..今後の改良今後の改良
μμ--PICPICのピクセル読み出しのピクセル読み出し

製造方法の検討開始

シミュレーションSTUDY

電子雲のイメージを楕円近似

角度を変えずにMF測定可能



2 20
Energy (keV)
5

0
0.

1
0.

2

M
F

0.
3

0.
4

Ne

Ar

Xe

10

ストリップ読み出しの
2倍近いMFが得られる

ピクセルサイズ 200µm、拡散 150µm
ピクセル読み出しでのピクセル読み出しでのMFMF（シミュレーション）（シミュレーション）



偏光測定能力偏光測定能力(AP)(AP)のの
ガス・エネルギー依存性ガス・エネルギー依存性
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4.4.まとめまとめ
μ-PIC(ストリップ読み出し)で5-20keVのX線偏光測定

M.F.：Ne ～0.15 （>7keV）
Ar ～0.1 （>10keV）

シミュレーションはほぼ実験を再現

更なる感度上昇のためにピクセル読み出しを計画
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